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※概要（Summary ）： 

 

ガラス基板上にフォトレジストをコーティングする

事により、表面の修飾が多様になる。その修飾方法の

検討を行い、形成された表面の評価を行う。 

 

※実験（Experimental）： 

ガラス基板の洗浄（有機溶媒中で超音波洗浄後、乾燥

して、ピラニア溶液に浸漬し、超純水で洗浄後乾燥） 

その後、ホトレジスト（SU-8）を塗布し、紫外線を

照射し基板に固定した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

評価実験に使用できるコーティング面が作製できた

ので、表面にさまざまな機能性、例えば親水性とする

ためにシランカップリング剤による親水化、またプラ

ズマ照射による親水化、また界面活性剤による親水化

を行い、種々の方法により形成された表面特有の効果

を検討する。 

 

図１ 基板に固定されたレジスト 
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図２ プロセスフロー 
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